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Laborato elektronové mikroskopie (LEM) provozuje transmisní a skenovací

elektronové mikroskopy s širokým spektrem analytických metod (nap . EDX, EBSD,

nanoindentace, Ga FIB, HRTEM, SAED, NBD, CBED, EFTEM, EELS, Lorentzovská

mikroskopie, in situTEM). Dále je v laborato i k dispozici vybavení pro p ípravu vzork

v etn iontového a elektrolytického leptání, p ípadn Ga FIB. LEM se zabývá se

charakterizací materiál na nanometrovémm ítku.

Základními službami, které nabízí ústavním výzkumným tým m, jsou

morfologická analýza (SEM,TEM),

fázová analýza/analýza krystalografické orientace (SEM/EBSD),

testování mechanických vlastností (SEM nanoindentace),

fázová analýza a morfologie jednotlivých fází (TEM/EDX/ED/EELS),

zobrazení s atomárním rozlišením (HRTEM),

in situ mikroskopie (zah ívání, deformace)


